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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出表面に対する物体の移動を検出するためのセンサシステムであって、前記センサシ
ステムは、少なくとも第１のセンサと接続された第１のコントローラを備える第１のセン
サデバイスと、少なくとも第２の容量センサと接続された第２のコントローラを備える第
２の容量センサデバイスとを備え、前記第１のセンサと前記第２の容量センサとの間の距
離は、容量結合を規定し、前記センサシステムは、前記第１のセンサデバイスを使用して
第１の動作モードで動作され、前記第２の容量センサデバイスを使用して第２の動作モー
ドで動作され得、前記センサシステムは、前記第１の動作モードから前記第２の動作モー
ドに切り替えられ得、前記第１のセンサデバイスは、前記第１のセンサデバイスの寄生静
電容量と平行である、所定の固定電位と接続可能な少なくとも１つの信号経路を備え、前
記寄生静電容量は、前記第１のセンサと接続されているコントローラの接続ノードの間に
接続されている、センサシステム。
【請求項２】
　前記所定の固定電位は、接地電位、供給電圧、前記供給電圧の半分、および接地電位と
供給電圧との間の電位のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のセンサシステム
。
【請求項３】
　前記信号経路は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、前記所定の電位と接続されている
、請求項１または２に記載のセンサシステム。
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【請求項４】
　前記信号経路を用いて、前記第１のセンサデバイスの接続ノードと接続された少なくと
も１つの端子は、前記電気抵抗を介して、前記所定の電位と結合されている、請求項３に
記載のセンサシステム。
【請求項５】
　前記第１のセンサデバイスは、物体による検出表面との接触を検出するための容量セン
サデバイスであり、前記第１のセンサは、第１の容量センサ電極であり、前記第１のセン
サデバイスは、複数の前記容量センサ電極を備え、前記第１の動作モードでは、前記容量
センサ電極のうちの１つとの前記物体の接触が検出され、前記第２の動作モードでは、前
記物体の移動が検出される、請求項１～４のうちのいずれかに記載のセンサシステム。
【請求項６】
　前記第１のセンサデバイスは、複数の第１の電極を備え、
　前記信号経路を用いて、
　－前記第１のセンサデバイスの少なくとも１つの電極は、前記電気抵抗を介して、前記
所定の電位と結合されている、請求項５に記載のセンサシステム。
【請求項７】
　前記第１のセンサデバイスは、複数の第１の電極を備え、各電極は、前記第２の容量セ
ンサからそれぞれの距離において配列されており、
　－少なくともそれらの第１のセンサ電極はそれぞれ、１つの電気抵抗を介して前記所定
の電位と結合され、第２のセンサ電極からのその距離は、所定の値を下回る、請求項５に
記載のセンサシステム。
【請求項８】
　前記第２の動作モードにおいて、前記信号経路と前記所定の固定電位を接続するように
設計される切替デバイスは、前記信号経路内に提供される、請求項１～７のうちのいずれ
かに記載のセンサシステム。
【請求項９】
　前記第２の容量センサデバイスの整定時間を短縮するために、請求項１～８のうちのい
ずれかに記載のセンサシステムを動作させる方法であって、前記方法は、
　前記第１の動作モードで前記センサシステムを動作させることと、
　前記センサシステムを前記第１の動作モードから前記第２の動作モードへ切り替えるこ
とであって、前記少なくとも１つの信号経路は、前記所定の固定電位と接続される、こと
と、
　前記第２の動作モードで前記センサシステムを動作させることと
　を含む、方法。
【請求項１０】
　前記信号経路は、電気抵抗を介して、前記所定の電位と接続される、請求項９に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの信号経路を接続するステップは、前記電気抵抗を通る永久的な接
続によって提供される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの信号経路を接続するステップは、前記信号経路と前記所定の固定
電位との間に接続されたスイッチを制御することによって提供される、請求項９または１
０のうちのいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の動作モードでは、接触が検出され、前記第２の動作モードでは、前記移動が
検出される、請求項９～１２のうちのいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　－前記電気抵抗を介して、前記接続ノードに接続された前記第１の容量センサデバイス
の少なくとも１つの端子を前記所定の電位と接続することを含む、請求項１３に記載の方
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法。
【請求項１５】
　前記第１のセンサデバイスは、複数の第１の電極を備え、各電極は、前記第２の容量セ
ンサからそれぞれの距離において配列され、前記方法は、
　それぞれの電気抵抗を介して少なくともそれらの第１のセンサ電極を前記所定の電位と
結合させることをさらに含み、第２のセンサ電極からのその距離は、所定の値を下回る、
請求項９～１４のうちのいずれかに記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本発明によるセンサシステムの整定時間を短縮するためのセンサシステムお
よび方法に関する。本発明はさらに、本発明によるセンサシステム内のさらなる容量セン
サデバイスの整定時間を短縮するように設計される、物体による検出表面との接触を検出
するための容量センサデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術において公知であるのは、物体による検出表面との接触を検出するための容量
センサデバイスである。そのようなセンサデバイスはまた、容量タッチセンサとして知ら
れている。さらに、先行技術において公知であるのは、検出表面に対する物体の移動を検
出するための容量センサデバイスである。これらのセンサデバイスはまた、容量移動セン
サとしても知られている。
【０００３】
　例えば、指による検出表面との接触は、容量タッチセンサを用いて、検出されてもよい
一方、検出表面に対する、検出表面からのある距離内の指の移動は、容量移動センサを用
いて、検出されてもよい。
【０００４】
　これに関連して、検出表面に対して、検出表面における指の接触ならびに検出表面の正
面における指の移動を検出することが望ましい。そうするために、容量タッチセンサなら
びに容量移動センサを備える、センサデバイスが、提供されてもよい。容量タッチセンサ
および容量移動センサは両方とも、それぞれ、接触および移動が検出される、それぞれ、
いくつかのセンサ電極を有する。タッチセンサおよび移動センサのセンサ電極は、検出表
面のある面積内、好ましくは、検出表面の面積全体内において、検出表面との接触ならび
に検出表面に対する移動の両方が、検出され得るように、検出表面に対して配列される。
【０００５】
　個別の容量センサを用いて、接触ならびに移動の両方を検出するために、ある瞬間に、
常時、２つの容量センサのうちの１つのみが、アクティブであるように、容量タッチセン
サおよび容量移動センサを異なる時間間隔内で動作させることが要求され得る。理想的に
は、同時に、接触ならびに移動を検出するために、比較的に短時間間隔内に、タッチセン
サと移動センサの動作を往復して切り替えることが有利であり得る。これは、タッチセン
サがアクティブであるとき、移動センサが非アクティブであって、その逆も同様であるこ
とを意味する。
【０００６】
　しかしながら、タッチセンサから移動センサへの切替は、それぞれ、移動センサの出力
信号およびセンサ信号が、移動センサのアクティブ化直後に比較的に長い整定相を有し、
これは、数秒かかり得、移動センサのセンサ信号が、最悪の場合、数秒後にのみ正しく評
価され得るという不利点を有する。そのように長い持続時間を含む整定時間は、特に、信
号処理がリアルタイムで実施される必要があるとき、実践用途に対して容認不可能である
。
【０００７】
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　しかしながら、本問題はまた、別のセンサデバイスが、タッチセンサの代わりに使用さ
れるときも生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本発明の目標は、検出表面との接触ならびに検出表面に対する物体の移動
の両方を検出するために、センサ、特に、タッチセンサと移動センサの組み合わせを可能
にし、少なくとも、タッチセンサから移動センサへの切替の間、移動センサの整定時間が
、それぞれ、短縮および最小限にされる、解決策を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によると、本目標は、検出表面に対する物体の移動を検出するための第１のセン
サデバイスおよび第２の容量センサデバイスを備える、センサシステムを用いて、本発明
によるセンサシステム内の容量移動センサの整定時間を短縮するための方法を用いて、な
らびに独立特許請求項に記載の物体による検出表面との接触を検出するための容量センサ
デバイスを用いて達成される。本発明の有利な実施形態および高度な実施形態は、個別の
従属請求項に与えられる。
【００１０】
　それによると、提供されるのは、検出表面に対する物体の移動を検出するための第１の
センサデバイスおよび第２の容量センサデバイスを備える、センサシステムであって、セ
ンサシステムは、第１の動作モードおよび第２の動作モードで動作されてもよく、センサ
システムは、第１の動作モードから第２の動作モードに切り替えられてもよく、第２の容
量センサデバイスは、いくつかの第２のセンサ電極を備え、センサシステムでは、少なく
とも、第２の動作モードにおいて、第１のセンサデバイスの寄生静電容量と平行である、
所定の固定電位と接続可能な少なくとも１つの信号経路が、提供される。
【００１１】
　所定の固定電位は、少なくとも、接地電位、供給電圧、供給電圧の半分（Ｖｃｃ／２）
、および接地電位と供給電圧との間の電位のうちの１つを含んでもよい。
【００１２】
　信号経路は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、所定の電位と接続されてもよい。
【００１３】
　信号経路を用いて、第１のセンサデバイスの少なくとも１つの端子は、電気抵抗ＲＢＹ

ＰＡＳＳを介して、所定の電位と結合されてもよい。
【００１４】
　第１のセンサデバイスは、物体による検出表面との接触を検出するための容量センサデ
バイスを備えてもよく、第１の容量センサデバイスは、いくつかの第１のセンサ電極を備
え、第１の動作モードでは、接触が、検出されてもよく、第２の動作モードでは、移動が
、検出されてもよい。
　信号経路を用いて、
－第１のセンサ電極の少なくとも１つの電極は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、所定
の電位と結合されてもよい、または
－少なくとも、第１のセンサ電極は、個別の電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、所定の電
位と結合されてもよく、第２のセンサ電極からのその距離は、所定の値を下回る。
【００１５】
　信号経路内に、第２の動作モードにおいて、信号経路と所定の固定電位を接続するよう
に設計される、切替デバイスが提供されてもよい。
【００１６】
　さらに、提供されるのは、検出表面に対する物体の移動を検出するための第２の容量セ
ンサデバイスの整定時間を短縮するための方法であって、第２の容量センサデバイスは、
加えて、第１のセンサデバイスを備える、センサシステムの一部であって、センサシステ
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ムは、第１の動作モードまたは第２の動作モードで動作され、少なくとも、第２の動作モ
ードにおいて、センサシステムでは、少なくとも１つの信号経路は、所定の固定電位と接
続され、信号経路は、第１のセンサデバイスの寄生静電容量と平行である。
【００１７】
　信号経路は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、所定の電位と接続されてもよい。
【００１８】
　第１のセンサデバイスは、物体による検出表面との接触を検出するための容量センサデ
バイスを備えてもよく、第１の容量センサデバイスは、いくつかの第１のセンサ電極を備
え、第１の動作モードでは、接触が、検出され、第２の動作モードでは、移動が、検出さ
れる。
　信号経路を用いて、
－第１の容量センサデバイスの少なくとも１つの端子は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介し
て、所定の電位と接続されてもよい、または
－第１の容量センサデバイスのセンサ電極の少なくとも１つの電は、電気抵抗ＲＢＹＰＡ

ＳＳを介して、所定の電位と接続されてもよい。
【００１９】
　さらに提供されるのは、物体による検出表面との接触を検出するためのセンサデバイス
であって、センサデバイスは、いくつかのセンサ電極を備え、センサデバイス内に提供さ
れるのは、センサデバイスの寄生静電容量と平行である、所定の固定電位と接続可能な少
なくとも１つの信号経路である。
　信号経路を用いて、
－センサデバイスの少なくとも１つの端子は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、所定の
電位と結合されてもよい、および／または
－センサ電極の少なくとも１つの電極は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、所定の電位
と結合されてもよい。
【００２０】
　センサデバイスは、容量センサデバイスを備えてもよい。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　検出表面に対する物体の移動を検出するための第１のセンサデバイス（１０）および第
２の容量センサデバイス（２０）を備える、センサシステム（１）であって、前記センサ
システム（１）は、第１の動作モード（ＢＭ１）および第２の動作モード（ＢＭ２）で動
作されてもよく、前記センサシステム（１）は、前記第１の動作モードから前記第２の動
作モードに切り替えられてもよく、前記第２の容量センサデバイス（２０）は、いくつか
の第２のセンサ電極（２１）を備え、前記センサシステム（１）では、少なくとも、前記
第２の動作モード（ＢＭ２）において、前記第１のセンサデバイス（１０）の寄生静電容
量と平行である、所定の固定電位（４０）と接続可能な少なくとも１つの信号経路が、提
供される、システム。
（項目２）
　前記所定の固定電位（４０）は、接地電位（ＧＮＤ）、供給電圧（Ｖｃｃ）、前記供給
電圧の半分（Ｖｃｃ／２）、および接地電位（ＧＮＤ）と供給電圧（Ｖｃｃ）との間の電
位のうちの少なくとも１つを含む、項目１に記載のセンサシステム。
（項目３）
　前記信号経路は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、前記所定の電位（４０）と接続さ
れる、項目１または２に記載のセンサシステム。
（項目４）
　前記信号経路を用いて、前記第１のセンサデバイス（１０）の少なくとも１つの端子（
ＰＩＮ）が、前記電気抵抗（ＲＢＹＰＡＳＳ）を介して、前記所定の電位（４０）と結合
される、項目３に記載のセンサシステム。
（項目５）
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　前記第１のセンサデバイス（１０）は、物体による検出表面との接触を検出するための
容量センサデバイスを備え、前記第１の容量センサデバイス（１０）は、いくつかの第１
のセンサ電極（１１）を備え、前記第１の動作モード（ＢＭ１）では、接触が、検出され
てもよく、前記第２の動作モード（ＢＭ２）では、移動が、検出されてもよい、項目１～
４のうちのいずれかに記載のセンサシステム。
（項目６）
　前記信号経路を用いて、
－前記第１のセンサ電極（１１）の少なくとも１つの電極が、前記電気抵抗（ＲＢＹＰＡ

ＳＳ）を介して、前記所定の電位（４０）と結合される、または
－少なくともそれらの第１のセンサ電極（１１）はそれぞれ、１つの電気抵抗（ＲＢＹＰ

ＡＳＳ）を介して、前記所定の電位（４０）と結合され、前記第２のセンサ電極（１１）
からのその距離は、所定の値を下回る、
　項目５に記載のセンサシステム。
（項目７）
　前記第２の動作モード（ＢＭ２）では、前記信号経路と前記所定の固定電位（４０）を
接続するように設計される、切替デバイス（５０）が、前記信号経路内に提供される、項
目１～６のうちのいずれかに記載のセンサシステム。
（項目８）
　検出表面（３０）に対する物体の移動を検出するための第２の容量センサデバイス（２
０）の整定時間を短縮するための方法であって、前記第２の容量センサデバイス（２０）
は、加えて、第１のセンサデバイス（１０）を備える、センサシステム（１）の一部であ
って、前記センサシステム（１）は、第１の動作モード（ＢＭ１）または第２の動作モー
ド（ＢＭ２）で動作され、少なくとも、前記第２の動作モード（ＢＭ２）において、少な
くとも１つの信号経路は、前記センサシステム（１）内の所定の固定電位（４０）と接続
され、前記信号経路は、前記第１のセンサデバイス（１０）の寄生静電容量と平行である
、方法。
（項目９）
　前記信号経路は、電気抵抗（ＲＢＹＰＡＳＳ）を介して、前記所定の電位（４０）と接
続される、項目８に記載の方法。
（項目１０）
　前記第１のセンサデバイス（１０）は、物体による検出表面との接触を検出するための
容量センサデバイスを備え、前記第１の容量センサデバイス（１０）は、いくつかの第１
のセンサ電極（１１）を備え、前記第１の動作モード（ＢＭ１）では、接触が、検出され
、前記第２の動作モード（ＢＭ２）では、前記移動が、検出される、項目８または９のう
ちのいずれかに記載の方法。
（項目１１）
　前記信号経路を用いて、
－前記第１の容量センサデバイス（１０）の少なくとも１つの端子（ＰＩＮ）が、前記電
気抵抗（ＲＢＹＰＡＳＳ）を介して、前記所定の電位（４０）と接続される、または
－前記第１の容量センサデバイス（１０）の前記センサ電極（１１）の少なくとも１つの
電極が、前記電気抵抗（ＲＢＹＰＡＳＳ）を介して、前記所定の電位（４０）と接続され
る、
　項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　物体による検出表面（３０）との接触を検出するためのセンサデバイス（１０）であっ
て、前記センサデバイス（１０）は、いくつかのセンサ電極（１１）を備え、前記センサ
デバイス（１０）の寄生静電容量と平行である、所定の固定電位（４０）と接続可能な、
少なくとも１つの信号経路が、前記センサデバイス（１０）内に提供される、デバイス。
（項目１３）
　前記信号経路を用いて、
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－前記センサデバイス（１０）の少なくとも１つの端子（ＰＩＮ）が、電気抵抗（ＲＢＹ

ＰＡＳＳ）を介して、前記所定の電位（４０）と結合される、および／または
－前記センサ電極（１１）の少なくとも１つの電極が、前記電気抵抗（ＲＢＹＰＡＳＳ）
を介して、前記所定の電位（４０）と結合される、
　項目１２に記載のセンサデバイス。
（項目１４）
　前記センサデバイスは、容量センサデバイスを備える、項目１２または１３に記載のセ
ンサデバイス。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　本発明の詳細および特性ならびに本発明の具体的実施形態は、図面と併せて、以下の説
明から想起される。
【図１】図１は、容量タッチセンサおよび容量移動センサを備え、容量移動センサの整定
時間を短縮するように適合される、本発明によるセンサシステムを示す。
【図２】図２は、本発明によるセンサシステムの代替実施形態を示す。
【図３ａ】図３ａは、本発明による、整定時間の短縮を伴わない、容量移動センサのセン
サ信号の時間的経過を示す
【図３ｂ】図３ｂは、本発明による、整定時間の短縮を備える、容量タッチセンサのセン
サ信号の信号経過を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、物体による検出表面との接触を検出するための容量センサデバイス１０と、検
出表面に対する物体の移動を検出するための容量センサデバイス２０とを備える、本発明
によるセンサシステム１を示す。以下では、容量センサデバイス１０は、タッチセンサと
して指定され、容量センサデバイス２０は、移動センサとして指定される。タッチセンサ
の代わりに、本発明によるセンサシステム１はまた、他のセンサデバイスを備えてもよい
。
【００２３】
　しかしながら、以下では、本発明は、タッチセンサおよび移動センサを備える、センサ
システム１に基づいて説明される。
【００２４】
　便宜上、タッチセンサ１０の１つのみのセンサ電極１１および移動センサ２０の１つの
みのセンサ電極２１が、図１に示される。センサシステム１の具体的実施形態では、タッ
チセンサ１０は、いくつかのセンサ電極１１を有し、移動センサ２０は、いくつかのセン
サ電極２１を有する。
【００２５】
　タッチセンサ１０および移動センサ２０は、交互に動作され、これは、第１の動作モー
ドおよび第２の動作モードにおいて、センサシステム１を交互に動作させることによって
、タッチおよび移動が、交互に検出されることを意味する。
【００２６】
　第２の動作モード（移動センサ２０を用いた検出表面に対する物体の移動の検出）では
、移動センサ２０のセンサ電極２１は、検出されるべき物体の静電容量および不可避の寄
生静電容量（基礎静電容量）から成る、接地に対する全体的静電容量を測定する。基礎静
電容量は、実質的に、移動センサ２０のセンサ電極２１の静電容量、タッチセンサ１０の
ピン静電容量ＣＰＩＮ、および静電容量ＣＰＡＴＨから成る。移動センサ２０の測定結果
の解釈の間、基礎静電容量は、一定であると仮定される。実際は、本仮定は、長時間間隔
にわたって実施される測定を用いて確認されている。しかしながら、半導体技術の内部効
果のため、本仮定は、切替作用直後には当てはまらない。
　第１の動作モードから第２の動作モードへの切替後、非アクティブにされたタッチセン
サ１０は、理論的には、前述の基礎静電容量にいかなる効果も示すはずはない。しかしな
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がら、実際は、本基礎静電容量は、以下の効果によって影響される。
【００２７】
　常時、実構成要素内に存在する、わずかな漏れ電流ＩＬｅｃｋは、タッチセンサ１０の
端子ＰＩＮにおけるＤＣ電位が、端子に存在する静電容量の充電／放電の結果、経時的に
変動するという事実につながる。集積回路の内部構造の結果、内部静電容量は、例えば、
静電放電に対する保護として統合された構造が、通常、逆バイアス様式で動作される、ｐ
－ｎ接合（ダイオード）を有するため、端子における電圧に依存する。
【００２８】
　ダイオード静電容量の電圧依存は、周知である。これらの効果は、全体的基礎静電容量
が、経時的に変動する結果をもたらす。本変動の実践的時間定数は、数秒程度である。
【００２９】
　しかしながら、本静電容量変動こそが、移動センサ２０の測定信号に整定プロセスをも
たらす。
【００３０】
　第２の動作モード、すなわち、検出表面に対する物体の移動が検出されるモードでは、
いかなる場合も、移動センサ２０の整定時間を短縮するために、固定電位４０と接続され
、タッチセンサ１０の寄生静電容量と平行である、信号経路が、提供される。図１では、
固定電位４０は、センサシステムの接地ＧＮＤである。しかしながら、固定電位４０はま
た、供給電圧Ｖｃｃまたは供給電圧の半分Ｖｃｃ／２であってもよい。しかしながら、固
定電位４０はまた、別の好適な様式で形成されてもよく、特に、接地ＧＮＤと供給電圧Ｖ

ｃｃとの間にあってもよい。
【００３１】
　ここでは、信号経路内に提供されるのは、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳであって、それを介
して、信号経路は、固定電位４０と接続される。タッチセンサ１０の端子ＰＩＮは、信号
経路を用いて、固定電位４０と結合されてもよい。同様に、タッチセンサ１０のセンサ電
極１１は、固定電位４０と結合されてもよい。両方の場合において、固定電位４０との結
合は、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して実施される。
【００３２】
　本発明のある実施形態では、タッチセンサ１０の全センサ電極１１が、電気抵抗ＲＢＹ

ＰＡＳＳを介して、固定電位４０と結合されてもよい。
【００３３】
　しかしながら、また、特に、移動センサ２０のセンサ電極２１の直接近傍に位置する、
電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを介して、タッチセンサ１０のそれらのセンサ電極１１と固定電
位４０を接続することだけで、センサシステムの製造コストを削減することになることは
、有利であり得る。これに関して、それらのセンサ電極１１は、次のセンサ電極２１から
のその距離が、ある値を下回るように選択されてもよい。
【００３４】
　本発明によると、端子ＰＩＮを接続し、センサ電極１１と固定電位４０を接続するため
の信号経路はまた、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを伴わずに形成されてもよい。しかしながら
、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを信号経路内に提供することは、第１の動作モードから第２の
動作モードへの切替の間、端子ＰＩＮにおける電位の変動が、例えば、個別の抵抗値を提
供することによって、それぞれ、適合および調節され得るという利点を有する。
【００３５】
　抵抗値の個別の選択により、電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳが、タッチセンサ１０に影響を及
ぼすことなく、かつ接触検出にも影響を及ぼさないことが試験によって示されている。そ
れぞれ、接触位置および接触もまた、信号経路内で電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳを使用すると
き、正しく検出される。
【００３６】
　信号経路の提供を用いることによって、第１の動作モードから第２の動作モードへの切
替後の移動センサ２０の整定時間は、第１の動作モードから第２の動作モードへの切替に
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よって生じる、端子ＰＩＮにおける電位の変動が、対応して適合されるため、短縮される
。
【００３７】
　図２は、本発明によるセンサシステムの代替実施形態を示す。図２に示されるセンサシ
ステムは、実質的に、図１に示されるセンサシステムに対応する。
【００３８】
　図２に示されるセンサシステム１では、電気スイッチ５０が、信号経路を固定電位４０
から分離するために、信号経路内に提供される。例えば、センサデバイス１が、検出表面
の接触が検出される第１の動作モードにあるとき、その時、移動検出は、非アクティブで
あって、したがって、移動センサ２０の整定時間の短縮が要求されないため、電気スイッ
チ５０を開放することが有利であり得る。
【００３９】
　センサシステム１の特定の実施形態では、信号経路はまた、センサ電極１１および端子
ＰＩＮと、それぞれ、固定電位４０を接続するために、タッチセンサ１０内に提供されて
もよい。図３ａは、移動センサおよびタッチセンサを備える、センサシステム内の移動セ
ンサのセンサ信号の信号経過を示すが、移動センサの整定時間を短縮するための手段は、
提供されない。最初に、センサシステムは、第２の動作モードＢＭ２で動作される。その
後、第２の動作モードＢＭ２から第１の動作モードＢＭ１への切替が、実施され、物体に
よるセンサ表面の接触が、検出される。続いて、第１の動作モードＢＭ１から第２の動作
モードＢＭ２への切替が、実施される。
【００４０】
　図３ａから分かるように、信号は、整定するまで、比較的に長い時間を要求する（約ｔ
＝２秒）。信号の整定後のみ、さらなる作用を伴わずに、移動検出のために使用され得る
。第１の動作モードＢＭ１から第２の動作モードＢＭ２への切替時間と、センサ信号が実
質的に整定する時間との間、移動検出は、実施され得ない、または付加的手段が、未だ整
定していない信号からの移動を検出するために提供される必要があるかのいずれかである
。
【００４１】
　図３ｂは、タッチセンサおよび移動センサを備える、センサシステム内の移動センサの
センサ信号の信号の経過を示し、センサシステムは、図１に関して説明される移動センサ
の整定時間を短縮するための手段を提供する。
【００４２】
　図３ａに示される信号経過とは対照的に、第１の動作モードＢＭ１から第２の動作モー
ドＢＭ２への切替後の移動センサの整定時間は、有意に短縮され、ほぼ排除されており、
それぞれ、理想化された信号経過が、図３ｂに示される。
【００４３】
　本発明による、容量移動センサの整定時間の短縮は、例えば、図３ａによる信号経過の
場合のように、付加的手段が提供される必要なく、動作モードの切替直後、既に、移動検
出が実施され得るように、第２の動作モードＢＭ２へのほぼ切替直後、整定されたセンサ
信号が存在するという利点を有する。
【００４４】
　移動センサのセンサ信号の整定時間を短縮するための本発明によるセンサシステムおよ
び本発明による方法は、加えて、移動センサのセンサ信号内の雑音が、有意に低減される
という利点を有する。さらなる利点は、それぞれ、整定信号および未だ整定されていない
信号の広範囲に及ぶ信号処理が、なくなり得るため、信号処理が大幅に簡略化され、した
がって、それぞれ、より多くの時間およびより多くの計算時間が、他の用途のために利用
可能であることである。加えて、移動検出における潜在的不正確性が、整定時間の短縮を
用いて、最大可能範囲まで排除されるため、移動検出の検出精度が、有意に改良され得る
。
【００４５】
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　本発明によるセンサシステムは、例えば、デバイス、特に、タッチセンサ式および接近
感知入力表面、例えば、タッチパネルを備える、電気ハンドヘルドデバイス内で使用され
てもよい。例えば、電気ハンドヘルドデバイスは、モバイル携帯電話、コードレス電話、
モバイルミニコンピュータ、タブレットＰＣ、または同等物であってもよい。
【００４６】
　さらに、本発明によると、本発明によるセンサシステムを提供するために、それぞれ、
市販および既存のタッチセンサと移動センサを組み合わせことが可能である。これに関し
て、少なくとも、センサシステムの第２の動作モードにおいて、タッチセンサのセンサ電
極および／または端子と固定電位を接続する、適用可能である場合、電気抵抗ＲＢＹＰＡ

ＳＳを備える、対応する信号経路が、センサシステム内に提供されるが、唯一保証される
必要がある。
【００４７】
　さらに、本発明によると、直接、前述の説明される電気抵抗ＲＢＹＰＡＳＳをタッチセ
ンサに統合することが可能である。タッチセンサは、多くの場合、内部構造がオンおよび
オフに切り替られ得る、集積回路ＩＣまたは単一チップシステムＳｏＣにすぎない。加え
て、また、ピン静電容量の時間変動を抑制するための他の手段、例えば、それぞれ、好適
なトランジスタ回路およびトランジスタデバイスが提供されてもよい。

【図１】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】
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